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Tiivistelm& - Sammandrag - Abstract

Seulamoduuli (10) mineraalimateriaalia varten kasittda tukirakenteita kuten poikkipalkkeja (4) tai pitkittaispalkkeja (501, 505)
seulamoduulin kiinnittamiseksi mineraalimateriaalin prosessointilaitteen (100) runkoon (5) ja ylemmén seulontavélineen (11)
kiinnittdmiseksi tukirakenteiden ylépuolelle, ja alapitkittdistukia (15), jotka on kiinnitetty tukirakenteiden (4, 501, 505) alapuolelle
alemman seulontavélineen (12) tukemiseksi alapitkittiistukien alapuolelle. Prosessointilaite (100) ja prosessointilaitos (400).

Siktmodulen (10) for mineralmaterial omfattar stddkonstruktioner, sasom tvérbalkar (4) eller langsgaende balkar (501, 505), for att fasta
siktmodulen vid ramen (5) av en mineralmaterialprocessanordning (100) och for att fasta ett dvre siktningsredskap (11) ovanfér
stédkonstruktionerna, och nedre langsgaende stéd (15) som &r fasta nedanfér stédkonstruktionerna (4, 501, 505) for att stéda ett nedre
siktningsredskap (12) under de nedre langsgéende stdden. En processanordning (100) och ett processverk (400).
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SEULAMODUULI, PROSESSOINTILAITE JA PROSESSOINTILAITOS
MINERAALIMATERIAALIA VARTEN

KEKSINNON ALA

Keksintd liittyy seulamoduuliin, prosessointilaitteeseen ja prosessointilaitokseen,
jotka soveltuvat mineraalimateriaalin seulontaan. Erityisesti, mutta ei pelkastaan,
keksintd liittyy monikerroksiseen seulaan, jossa ref'illa tai aukoilla varustettuja
seulavalineita kuten seulaelementteja, -verkkoja tai perforoituja seulalevyja on
jarjestetty paallekkain.

KEKSINNON TAUSTA

Tunnetussa seulassa kukin seulataso kiinnitetaan tason poikkipalkkien ylapuolelle.
Seulan runkoon, kuten seulakoriin, paadyistaan kiinnitetyt poikkipalkit on jarjestetty
seulottavan materiaalin kulkusuuntaan poikittain. Perakkaiset poikkipalkit on
yhdistetty toisiinsa pitkittaistuilla, jotka on jarjestetty seulottavan materiaalin
kulkusuuntaan eli seulan pituuden suuntaisesti. Seulatason muodostava
seulontavaline on muodostettu esimerkiksi verkosta tai perforoidusta levysta.
Seulatasot on kiristetty pitkittaistukien paalle ja kiristetty reunoistaan sivuilla
olevaan seulan runkoon, esimerkiksi rungon kasittamaan sivulevyyn. Kuviossa 1
on esitetty eras tunnettu nelitasoinen seula. Jokaiselle seulatasolle tarvitaan omat
poikkipalkit. Tunnetussa ratkaisussa tarvitaan paljon tilaa tasojen valilla, jotta
seulaverkon vainto on mahdollinen. Tasta syysta useampitasoiset seulat ovat
erittain korkeita ja painavia. Suuri korkeus hankaloittaa mineraalimateriaalin
prosessointilaitteiden kasiteltavyytta ja kuljetusta, kasvattaa mineraalimateriaalin
prosessointilaitteiden korkeutta, ja seulan kuormauskorkeus voi muodostua
suureksi. Erityisesti tien paalla vedettavien pyodraalustaisten seulontalaitosten tai
lavetilla kuljetettavien tela-alustaisten seulontalaitosten saattaminen sallittavaan

kuormakorkeuteen on monitasoisten seulojen tapauksessa usein hankalaa.

Mineraalimateriaalilla tarkoitetaan tdssd yhteydessd maa-ainesta, esimerkiksi

kivimateriaalia, joka on saatu esimerkiksi maaperasta kaivamalla, rajayttamalla tai
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murskaamalla, seka rakennusmateriaalia kuten tiilta ja betonia.

KeksinnOn eraana paamaarana on aikaansaada seularatkaisu, jolla voidaan
poistaa tai ainakin vahentaa tunnetun tekniikan ongelmia. Eraana erityisena
paamaarana on madaltaa seulontalaitteistoa. Eraana erityisena paamaarana on
keventaa seulontalaitteistoa. Eraana erityisena paamaarana on aikaansaada
monikayttdinen seulamoduuli, jonka rakenne on yksinkertainen. Eraana erityisena
paamaarana on yksinkertaistaa seulontavalineen vaihtoa. Erdana erityisena
paamaarana on vahentaa seulalaitteiston valmistuksessa ja yllapidossa

kaytettavan materiaalin ja tybn maaraa.

YHTEENVETO

Keksinnbn erdaan ensimmaisen nakokohdan mukaan tarjotaan seulamoduuli
mineraalimateriaalia  varten, joka seulamoduuli kasittaa tukirakenteita
seulamoduulin kiinnittamiseksi mineraalimateriaalin prosessointilaitteen runkoon ja
ylemman seulontavalineen kiinnittamiseksi tukirakenteiden ylapuolelle, ja
alapitkittaistukia, jotka on kiinnitetty tukirakenteiden alapuolelle alemman
seulontavalineen tukemiseksi alapitkittaistukien alapuolelle.

Edullisesti seulamoduuli kasittaa tukirakenteina poikkipalkkeja seulamoduulin
kiinnittdmiseksi mineraalimateriaalin prosessointilaitteen sivurunkoon ja ylemman
seulontavalineen kiinnittamiseksi poikkipalkkien ylapuolelle, ja alapitkittaistukia,
jotka on Kkiinnitetty poikkipalkkien alapuolelle alemman seulontavalineen
tukemiseksi alapitkittaistukien alapuolelle.

Edullisesti seulamoduuli kasittaa tukirakenteina pitkittaispalkkeja seulamoduulin
kiinnittdmiseksi  mineraalimateriaalin  prosessointilaitteen  paatyrunkoon ja
pitkittaispalkkien ylapuolelle kiinnitettyja ylapitkittaistukia ylemman
seulontavalineen tukemiseksi pitkittaispalkkien ylapuolelle, ja alapitkittaistukia,
jotka on kiinnitetty pitkittaispalkkien alapuolelle alemman seulontavalineen

tukemiseksi alapitkittdistukien alapuolelle.
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Edullisesti seulamoduuli kasittda apurungon seulamoduulin kiinnittamiseksi
mineraalimateriaalin  prosessointilaitteen runkoon ja poikkipalkit kiinnitetty

apurunkoon.

Edullisesti seulamoduuli kasittaa alemman tukialueen, joka on alapitkittaistukien
korkeuden maarittama ja alempi seulontavaline on ainakin kahdelta reunaltaan
runkoon tai apurunkoon kiinnitettava alemman seulontavalineen kiinnittamiseksi

poikkipalkkien suhteen

Edullisesti seulamoduuli  kasittaa ylapitkittaistukia, jotka on kiinnitetty
poikkipalkkien ylapuolelle ja joilla ylapitkittaistukia tukevat poikkipalkit on kiinnitetty
toisiinsa, ja ylemman tukialueen ylemman seulontavalineen tukemiseksi
ylapitkittaistukien paalle, joka ylempi tukialue on ylapitkittaistukien korkeuden
maarittama, ja ylempi seulontavaline on ainakin kahdelta reunaltaan runkoon tai
apurunkoon kiinnitettava ylemman seulontavalineen kiinnittamiseksi poikkipalkkien

suhteen.

Edullisesti seulontavaline kasittaa seulaverkon, seulaelementin tai perforoidun

seulalevyn.

Edullisesti alapitkittaistukien korkeus maarittaa lapaisyetaisyyden poikkipalkkien ja

alemman seulontalevyn valilla prosessoitavan materiaalin lapivirtausreittia varten.

Edullisesti alapitkittaistukien pintaan on kiinnitetty vaihdettavat kulutuslevyt.

Edullisesti seulamoduuli kasittaa ensimmaiset poikkipalkit ja toiset poikkipalkit.
Ensimmaiset poikkipalkit voivat olla ylemmalla korkeudella ja toiset poikkipalkit
voivat olla alemmalla korkeudella tai ensimmaiset ja toiset poikkipalkit voivat olla
samalla korkeudella vierekkain. Edullisesti alapitkittdistuet on kiinnitetty toisiin
poikkipalkkeihin niiden alapuolelle. Edullisesti ylapitkittaistuet on kiinnitetty

ensimmaisiin poikkipalkkeihin niiden ylapuolelle.

Keksinnbn eraan toisen nakokohdan mukaan tarjotaan prosessointilaite
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mineraalimateriaalin seulomiseksi, joka kasittdad rungon ja ainakin yhden jonkin

nakokohdan tai suoritusmuodon mukaisen seulamoduulin.

Edullisesti  seulamoduuli  on  kiinnitetty = prosessointilaitteen  runkoon.
Seulamoduuliin voi olla kiinnitetty ylapuolinen seulontavaline. Seulamoduuliin voi
olla kiinnitetty yla- ja alapuolinen seulontavaline. Seulamoduuliin voi olla kiinnitetty
alapuolinen seulontavaline. Seulontavaline/seulontavalineet voi olla kiinnitetty
ainakin kahdelta vastakkaiselta reunaltaan runkoon tai seulamoduulin kasittamaan

apurunkoon.

Edullisesti ylempi ja/tai alempi seulontavaline kasittaa reunoissaan tartuntakohdat,
ja prosessointilaite kasittaa kiinnitysvalineet seulontavalineen Kkiinnittamiseksi
tartuntakohtien valityksella runkoon tai apurunkoon. Edullisesti seulontavalineen
tartuntakohta kasittaa koukkumaisen muodon kiinnitysvalineen tartuntaa varten.
Edullisesti kiinnitysvaline kasittaa kiinnityselimen, jonka sallimalla kiinnitys- ja
avausliikkeella kiinnitysvaline on runkoa tai apurunkoa kohti ja poispain
likutettava, seulontavalineen tukemiseksi siten, etta seulontavaline pysyy
kiinnitysvalineen  kannatuksessa kiinnityselimen  kiristamattomassa tilassa.

Edullisesti kiinnityselin kasittaa pitkaiskuisen ruuvin, joka voi olla pultti.

Edullisesti prosessointilaitteeseen on jarjestetty paallekkain kaksi seulamoduulia.
Edullisesti prosessointilaitteeseen on jarjestetty perakkain ainakin kaksi
seulamoduulia. Edullisesti kahden perakkaisen seulamoduulin seulatasot on
jarjestetty toistensa suhteen kulma-asentoon. Edullisesti kaksi paallekkaista
seulamoduulia kasittavassa prosessointilaitteessa ylapuoliseen seulamoduuliin tai
alapuoliseen seulamoduuliin  on jarjestetty yksi seulontavaline. Edullisesti
prosessointilaitteen, joka kasittaa paallekkaisia seulamoduuleja, alimpaan

seulamoduuliin on jarjestetty vain yksi seulontavaline, poikkipalkkien ylapuolelle.

Keksinnbn eraan kolmannen nakdkohdan mukaan tarjotaan mineraalimateriaalin
prosessointilaitos, joka kasittda keksinndn jonkin nakdkohdan tai suoritusmuodon
mukaisen seulamoduulin tai prosessointilaitteen. Edullisesti prosessointilaitos on

kiintea laitos, itsenaisesti liikkkuva laitos tai tien paalla kuljetettavissa oleva laitos.
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Keksinnon edullisia lisasuoritusmuotoja ja etuja on esitetty seuraavassa
selityksessa ja vaatimuksissa. Seularatkaisussa, jossa kaksi seulatasoa on
kiinnitetty samaan poikkipalkkiin, voidaan vahentaa tilankaytt6a, jotta seulaverkon
vaihto on mahdollinen. Siten useampitasoisten seulojen, esimerkiksi nelitasoisten
seulojen korkeutta ja painoa voidaan vahentaa. Seulan madaltuminen helpottaa
mineraalimateriaalin prosessointilaitteiden kasiteltavyytta ja kuljetusta, ja seulan
kuormauskorkeutta on mahdollista alentaa. Seulan kevyempi rakenne johtaa
pienempiin valmistuskustannuksiin. Ratkaisussa alemman seulatason asennus
seulamoduulin  poikkipalkkiin  ja irrotus poikkipalkista voidaan jarjestaa
kayttajaystavallisesti.

Esilla olevan keksinnon eri suoritusmuotoja kuvataan tai on kuvattu vain keksinnon
jonkin tai joidenkin nakokohtien yhteydessa. Alan ammattimies ymmartaa, etta
keksinnon jonkin nakdkohdan mita tahansa suoritusmuotoa voidaan soveltaa
keksinnbn samassa nakOkohdassa ja muissa nakdkohdissa vyksinaan tai

yhdistelmana muiden suoritusmuotojen kanssa.

KUVIOIDEN LYHYT ESITTELY

Keksintda kuvataan nyt esimerkinomaisesti viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa:

kuvio 1 esittaa erasta tunnettua nelitasoista seulaa;

kuvio 2 esittda sivulta keksinndn eraan edullisen suoritusmuodon mukaista
nelitasoista seulaa, joka on muodostettu seulamoduuleista;

kuvio 3 esittaa keksinndn erdaan ensimmaisen edullisen suoritusmuodon mukaisen
seulamoduulin rakennetta edestapain tarkasteltuna;

kuvio 4 esittaa keksinndn eradan toisen edullisen suoritusmuodon mukaisen
seulamoduulin rakennetta edestapain tarkasteltuna;

kuvio 5a esittda keksinndn eraan kolmannen edullisen suoritusmuodon mukaisen
seulamoduulin rakennetta ylhaaltapain tarkasteltuna;

kuvio 5b esittad kuvion 5a seulamoduulin ensimmaisen muunnoksen

poikkileikkausta edestapain tarkasteltuna;
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kuvio 5c esittaa kuvion 5a seulamoduulin toista muunnosta; ja
kuvio 6 esittaa liikuteltavaa mineraalimateriaalin prosessointilaitosta, joka kasittaa

seulan.

YKSITYISKOHTAINEN SELITYS

Seuraavassa selostuksessa samanlaisilla viitemerkinnéilld tarkoitetaan saman
kaltaisia osia. On huomattava, ettd esitettdvat kuviot eivat ole kokonaisuudessaan
mittakaavassa, ja etta ne lahinna palvelevat vain keksinndn suoritusmuotojen

havainnollistamistarkoitusta.

Kuviossa 1 on esitetty 4-tasoinen seula 9, jonka kukin seulataso 1, 2, 3 ja 3
kiinnitetaan tason poikkipalkkien 4 ylapuolelle. Poikkipalkit 4 on kiinnitetty seulan
runkoon 5 paadyistaan ja jarjestetty poikittain suhteessa seulottavan materiaalin
kulkusuuntaan. Seulataso on muodostettu esimerkiksi verkosta tai perforoidusta
levysta. Seulatasot on kiinnitetty reunoistaan seulatason sivuilla olevaan rungon 5
sivulevyyn. Jokaiselle seulatasolle tarvitaan omat poikkipalkit 4. Seulan tarylaite 6
(esim. epakeskotoimilaite) on kiinnitetty runkoon 5. Tarylaite 6 voi olla
yksiakselinen tarylaite tai kaksi- tai useampiakselinen. Jokaisen seulatason
edellyttamat omat poikkipalkit tekevat seulasta painavan ja korkean. Lisaksi
tarvitaan kolme erillista huoltotilaa seulatasojen 2, 3, ja 3’ vaihtamista varten.
Huoltotilojen tulee olla mitoitettu siten, etta seulatasojen vaihtaminen on turvallista

ja riittavan nopeaa.

Kuviossa 2 on esitetty keksinndn eraan edullisen suoritusmuodon mukainen 4-
tasoinen seula 100. Seula on muodostettu seulan runkoon (seulakori) 5
kiinnitettavista seulamoduuleista 10, joita on selostettu tarkemmin kuvion 3
yhteydessa. Seula 100 kasittaa tyypillisesti lisaksi tarinanvaimentimia (ei esitetty
kuviossa), kuten jousia seulan kussakin nurkassa, jolla vaimennetaan varahtelyn
siirtyminen seulan rungosta sita kannatteleviin tukirakenteisiin, kuten esimerkiksi
prosessointilaitteen runkoon. Seulamoduuliratkaisussa on laitettu kaksi seulatasoa
kiinni samaan poikkipalkkiin 4. Kuvion esittamaan 4-tasoiseen seulaan 100 on

kiinnitetty ensimmaiselle korkeudelle perakkain kaksi ylapuolista seulamoduulia 10
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ja toiselle alemmalle korkeudelle perakkain kaksi alapuolista seulamoduulia 10.
Seulamoduulit 10 kummassakin kerroksessa kasittavat kaksi seulatasoa.

Kun seulamoduuleja asennetaan seulaan paallekkain, yla- ja alapuolisen
seulamoduulin valiin jaa huoltotila 7, jota voidaan kayttaa Kkiinnitettaessa
seulontavaline reunoistaan seulan 100 sivuilla olevaan runkoon 5, esimerkiksi
runkolevyihin. Huoltotila 7 muodostuu ylapuolisen seulamoduulin alapuolisen
seulatason 12 ja alapuolisen seulamoduulin ylapuolisen seulatason 11 valiin.
Huoltotilan 7 korkeudeksi voidaan jarjestaa riittavasti tilaa siten, etta pystytaan
vaihtamaan toisen ja kolmannen tason verkot, esimerkiksi noin puoli metria.
Keksinndn mukaiselle nelitasoseulalle tarvitaan siis vain yksi huoltotila. Neljas taso
voidaan vaihtaa seulan alta esimerkiksi mineraalimateriaalin prosessointilaitoksen

400 kuljettimelta tai suppilosta.

Yhdella seulamoduulilla, yhteen kerrokseen jarjestetyilla usealla seulamoduulilla
seka paallekkain jarjestetyilla seulamoduuleilla voidaan muodostaa kompakii
seula, jonka korkeutta ja painoa voidaan vahentaa tunnettuihin ratkaisuihin
verrattuna. Yhdella seulamoduulilla voidaan muodostaa kaksi seulatasoa kasittava
monikayttdinen moduulirakenne, jota voidaan sijoittaa paallekkain ja/tai perakkain.
Paallekkaisten seulatasojen tapauksessa voidaan tunnettuun tekniikkaan
verrattuna valttaa joka toinen huoltotilan aiheuttama seulan korkeuden kasvu.
Joissakin tapauksissa jokin seulataso voidaan jattaa ilman seulontavalinetta,
jolloin painon ja korkeuden saast6 on edelleen mahdollista tunnettuun tekniikkaan
verrattuna. Yksittaista seulamoduulia voidaan kayttaa myoOs yksitasoisen seulan
tilalla, jolloin saadaan erittdin matala kaksitasoinen seula. Seulamoduuleilla
voidaan modernisoida kaytossa olleita seuloja 100 ja prosessointilaitoksia ja
tarvittaessa tehostaa sellaisten toimintaa. Toiminnan tehostuminen voidaan
aikaansaada sijoittamalla kaytettavissé olevaan tilaan aikaisempaa useampia
seulatasoja. Aikaisempaa kompaktimmalla seulamoduuleista kokoonpannulla
seulalla voidaan tehostaa mineraalimateriaalin prosessointia myds vapauttamalla

tilaa prosessin muiden laitteiden kaytettavaksi.

Kuviossa 2 kaksi perakkaista seulamoduulia 10, erityisesti seulamoduulien
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perakkaiset seulatasot on jarjestetty toistensa suhteen kulma-asentoon.
Seulontavalineena kaytettava seulataso on muodostettu esimerkiksi yhdesta tai
useammasta verkosta, verkko- tai reikalevyelementista tai perforoidusta levysta.

Kuvio 3 esittaa seulamoduulia 10, joka kasittaa runkoon (ei esitetty kuviossa)
kiinnitettavat poikkipalkit 4, joiden ylapuolelle on kiinnitetty ylempi seulontavaline
11 ja alapuolelle alempi seulontavaline 12. Kuviosta 3 voidaan havaita, etta
seulamoduulin 10 ylempi seulontavaline 11 ja alempi seulontavaline 12 eivat
valttamatta muodosta  yhtenaistd tasomaista  seulonta-aluetta, koska
seulontaverkon tai -levyn eras edullinen kiinnitystapa kiristamalla poikkipalkkien 4
yli voi muodostaa seulontavalineeseen sellaisen seulonta-alueen, joka on jaettu
useaan tasomaiseen alueeseen. Kuviossa 3 kaksi perakkaista seulamoduulia 10
on jarjestetty toistensa suhteen kulma-asentoon.

Poikkipalkin 4 profiilin korkeus 4" valitaan siten, etta poikkipalkki 4 kantaa
seulamoduulin omasta massasta, seulatasoilla olevan mineraalimateriaalin
massasta ja mineraalimateriaalin kuormauksesta aiheutuvan kuormituksen.

Eraassa edullisessa suoritusmuodossa profiilin korkeus 4 on noin 120 mm.

Seulamoduuli 10 kasittaa vylapitkittaistukia 13 poikkipalkkien 4 ylapuolella.
Kuviossa 3 on esitetty viisi ylapitkittaistukea 13 rinnakkain. Poikkipalkit 4 on
kiinnitetty toisiinsa poikkipalkkien ylapuolelle kiinnitetyilla ylapitkittaistuilla 13.
Ylapitkittaistukien maara voi vaihdella mm. sovelluskohteen, seulontavalineen
jaykkyyden ja seulamoduulin koon mukaan. Ylapuolinen seulontavaline 11 kuten
seulaverkko on reunoistaan esim. kuvion 2 seulan 100 sivuilla olevaan runkoon 5

kiinnitettava.

Ylapitkittaistukien 13 ylapinnat tai ylapitkittaistukien yhteydessa olevat vastaavat
ylimmat kohdat maarittavat ylemman tukialueen 13’ ylemman seulontavalineen 11
tukemiseksi  ylapitkittaistukien  paalle.  Seulontavaline 11  asennetaan
ylapitkittaistukien 13 paalle ja kiinnitetaéan ylemman seulontavalineen 11 sivuilla
olevista reunoista kiinnitysvalineiden 14 avulla runkoon, jolloin seulontavaline

kiristyy ylapitkittaistukia vasten. Ylapitkittaistuilla 13 voidaan muodostaa haluttu
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asennusetaisyys 13" poikkipalkkien ja ylemman seulontavalineen 11 valille
ylemman seulontavalineen pingottamista varten. Eraassd edullisessa

suoritusmuodossa asennusetaisyys 13” on noin 150 mm.

Seulamoduuli 10 kasittaa alapitkittaistukia 15 poikkipalkkien 4 alapuolella.
Alapitkittaistukien 15 alapinnat tai alapitkittaistukien yhteydessa olevat vastaavat
alimmat kohdat (kulutuslevyjen 16 alimmat kohdat) maarittavat alemman
tukialueen 15’ alemman seulontavalineen 12 tukemiseksi alapitkittaistukiin niiden
alapuolelle. Nain naiden kahden seulatason (11, 12) valiin ei tarvitse jattaa
huoltotilaa, ainoastaan riittavasti tilaa seulottavalle materiaalille. Alapitkittaistukien
sivupintaan on edullisesti jarjestetty kulutuslevyt 16 alapitkittaistuen kulumisen
hidastamiseksi. Alapitkittaistuilla 15 voidaan osastoida seulottavaa materiaalia.
Kun alapitkittaistukien korkeus on valittu sopivasti, voidaan muodostaa haluttu
lapaisyetaisyys 15" poikkipalkkien 4 ja alemman seulontavalineen 12 valille
alemman seulontavalineen 12 ylapuolisen materiaalivirran lapivirtausreittia varten
(poikkipalkkien alapuolelta). Eraassa edullisessa suoritusmuodossa
lapivirtausreitin [apaisyetaisyys 15” on noin 150-200 mm. Alapitkittaistuilla 15
voidaan ohjata seulottava materiaali kulkemaan seulamoduulissa haluttuun
suuntaan, edullisesti seulamoduulin pituussuuntaan. Alapitkittaistukien maara voi
vaihdella mm. sovelluskohteen, seulontavalineen jaykkyyden ja seulamoduulin
koon mukaan. Alapitkittdistuet ovat edullisesti poikkipalkeista helposti irrotettavia
ja kiinnitettavia, jotta ne voidaan vaihtaa seulottavan materiaalin kulutuksen takia.
Alapuolinen seulontavaline 12 kuten seulaverkko on reunoistaan alapitkittaistukien
15 yli seulan sivuilla olevaan runkoon kiinnitettava. Alempi seulontavaline 12
asennetaan alapuolelta alapitkittaistukia 15/kulutuslevyja 16 vasten ja kiinnitetaan
seulontavalineen reunoista kiinnitysvalineiden 14 avulla runkoon, jolloin

seulontavaline kiristyy kohti poikkipalkkeja 4.

Ylemman 11 ja alemman 12 seulontavalineen kiristaminen poikkipalkkien 4
suhteen vahentaa tarpeetonta tarinda ja laitteiston osien kulumista, erityisesti
seulontavalineiden 11, 12 kulumista. Lisaksi seulominen tehostuu kun seulaverkon
jousto on vahaista. Samaa seulontavalinettd voidaan joissakin tapauksissa kayttaa

ylapuoliseen ja alapuoliseen kiinnitykseen. Alapuolinen seulontavaline voidaan
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tarvittaessa kiinnittaa keskelta alapitkittaistukeen 15, koska alempi seulontavaline

kantaa kuormaa. Siten voidaan vahentaa kulumista.

Ylempi 11 ja/tai alempi 12 seulontavaline voi olla kiinnitetty runkoon 5 (tai kuviossa
4 esitettyyn apurunkoon) ainakin kahdesta sivureunasta, ainakin kahdesta

paatyreunasta tai ainakin kahdesta sivu- ja paatyreunasta.

Seulontavalineen reunoissa on edullisesti tartunnat, esim. koukkumainen muoto,
joinin voidaan tarttua kiinnitysvalineella 14, edullisesti kourumaisen profiilin
kasittavan kiinnitysvalineen 14 reunalla. Kiinnitysvaline 14 on edullisesti seulan
runkoon pitkilla kiinnityselimilla kuten pulteilla kiinnitettava. Asennuksen
yhteydessa seulontavaline 11, 12 siirretaan reunoillaan seulan pituussuunnassa
kiinnitysvalineen tartuntapinnan varaan ja kiristetaan kiinnityselimet, jolloin
kiinnitysvalineet 14 vetavat seulontavalineen 11, 12 reunat kohti seulan runkoa ja
seulontavaline Kkiristyy kohti poikkipalkkeja 4. Alemman seulontavalineen 12
kiinnitysvalineet on edullisesti muodostettu sellaisiksi, etta kiinnitysvalineet pitavat
kiinnitysvalineiden tuettavaksi asennetun verkon kannatuksessaan, jolloin
seulontavaline ei putoa vaihtajan paalle. Kun kiinnitysvaline ja/tai kiinnityselimet
avataan, seulontavaline ei irtoa kokonaan vaan edullisesti laskeutuu hieman

alemmas ja on nopea vaihtaa.

Kuvio 4 esittaa seulamoduulia 10’, joka kasittaa apurungon %', joka voidaan
kiinnittda prosessointilaitoksen runkoon (ei esitetty kuviossa). Poikkipalkit 4 on
kiinnitetty apurunkoon 5'. Poikkipalkkien 4 vylapuolelle on kiinnitetty ylempi
seulontavaline 11 ja alapuolelle alempi seulontavaline 12. Seulontavalineet 11, 12
on Kkiinnitetty reunoistaan apurunkoon, jolloin seulamoduuli 10’ muodostuu
itsekantavaksi rakenteeksi. Seulontavalineet 11, 12 on kiinnitetty apurunkoon
pitkaiskuisilla ruuveilla 17. Seulamoduulin 10’ rakenteen ymmartamiseksi viitataan
kuvioiden 2 ja 3 selostukseen. ltsekantava seulamoduuli voidaan kokoonpanna
prosessointilaitteen ulkopuolella ja asentaa yhtena kokonaisuutena.

Moduulirakenne yhdessa apurungon kanssa mahdollistaa seulatasojen

aikaisempaa vapaamman ja monipuolisemman sijoittelun toistensa suhteen.
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Seulan runko ja/tai apurunko 5’ voi kasittaa useita vaihtoehtoisia kiinnityskohtia,
jolloin perakkaisten ja/tai paallekkaisten seulaelementtien valista kulmaa voidaan

muuttaa kulloinkin seulottavan materiaalin tarpeita vastaavaksi.

Vaihtoehtoisesti apurungollista moduulirakennetta voidaan hyddyntaa siten, etta
kukin seulamoduuli kasittdad oman tarylaitteen. Kukin apurunko toimii omana
seulakorinaan ja perakkaiset moduulit on edullisesti sijoitettu toistensa suhteen
siten, etta edeltavan seulakorin sivuseinamat ulottuvat jalkimmaisen seulakorin
sivuseinamien sisapuolelle, jolloin virtaava materiaali ei paase putoamaan
seulakorien valista hallitsemattomasti. Edella mainitulla jarjestelylla on mahdollista
saataa erikseen kunkin seulamoduulin tarylaitteen kierrosnopeutta ja/tai iskun

voimakkuutta seka suuntaistarylaitteen tapauksessa lisaksi iskun suuntaa.

Kuvioissa 5a-5c on esitetty vaihtoehtoisia toteutusmuotoja seulan tukirakenteiksi,
joissa tukirakenteet ovat pitkittaispalkkeja ja  kiinnitetty seulan 500
paatyrakenteisiin 503.

Kuviossa 5a on esitetty seulan rakennetta ylhaaltapain kuvattuna (vaihtoehtoisesti
alhaaltapain kuvattuna). Seula 500 kasittaa runkorakenteen, eli sivulevyn 5 seka
paatylevyn 503. Seula kasitta lisaksi pitkittaispalkkeja 501, jotka on kiinnitetty
paatylevyyn 503 ja vastaavasti seulan toisessa paassa olevaan paatylevyyn pultti-

tai muulla vastaavalla kiinnityksella.

Pitkittaispalkkien 501 ylapuolelle (vaihtoehtoisesti tai lisaksi alapuolelle) on
kiinnitetty ylapitkittaistukia 502, 502’ (alapitkittaistukia 506, 506’) ylemman
seulontavalineen 11 (alemman seulontavalineen 12) tukemiseksi pitkittaistukien

502, 502’ ylapuolelle (alapuolelle).

Kuten jo aikaisemmin on esitetty, ylempi seulaverkko 11 ja vastaavasti alempi
seulaverkko 12 on Kkiinnitetty seulan runkoon 5 tai vastaavasti apurunkoon

kiinnitysvalineilla 14.
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Pitkittaispalkki voi olla kuvion 5b mukainen nelibn muotoinen palkki 501 ja
valmistettu esim. metallista tai komposiittimateriaalista. Vaihtoehtoisesti
pitkittaispalkki voi olla myds suunnikkaan muotoinen kotelopalkki 501°, mika on
edullista etenkin silloin kun palkin halutaan kestavan pystysuoria kuormituksia.
Liséksi tallainen palkki on muodoltaan edullisesti enemman seulottavan

materiaalin virtaussuunnan suuntainen kuin taysin nelion muotoinen palkki.

Kuviossa 5c on esitetty poikkileikkaus seularakenteesta, jossa pitkittaispalkki 505
on levymainen palkki, kuten I-palkki. Pitkittaispalkki on kiinnitetty poikkipalkkeihin 4
ja reunimmaiset poikkipalkit on kiinnitetty toisesta paastaan seulan runkoon tai
apurunkoon ja toisesta paastaan pitkittaispalkkiin 505 edullisesti laippaliitoksella
504. Seuraava poikittaistuki on kiinnitetty pitkittaispalkin 505 ja 505’ valiin
vastaavalla tavalla esim. laippaliitoksilla 504’

Pitkittaispalkit 501, 505 ovat edullisesti korkeampia seulan keskialueella ja
matalampia reuna-alueilla, jolloin sivukiristeisen seulaverkon tapauksessa
saadaan aikaan tasaiseen kiristymiseen tarvittava kaareva muoto. Kuviossa 5c
esitetyt pitkittaispalkit 505, 505" muodostavat samalla kertaa kuormaa kantavan
tukirakenteen seka yla- ja alapuoliset pitkittaistuet seulontavalineiden tukemiseksi
tukirakenteen yhteyteen.

Kuviossa 6 on esitetty mineraalimateriaalin prosessointilaitos 400, joka soveltuu
mineraalimateriaalin seulontaan esimerkiksi avolouhoksille. Prosessointilaitos
kasittad rungon 401 ja runkoon kiinnitetyn yhden tai useamman seulan 100
mineraalimateriaalin prosessointilaitteena. Runkoon 401 on kiinnitetty pyOraalusta
402 itsenaisen liikkkumisen mahdollistamiseksi.

Prosessointilaitos voi kasittaa lisaksi murskaimen, kuten esimerkiksi leuka-, kara-,
kartiomurskaimen tai pysty- tai vaaka-akseli-impaktorin (ei esitetty kuviossa)
mineraalimateriaalin  prosessointilaitteena. Prosessoitava materiaali voidaan
kuormata esim. kauhakuormaajalla suoraan seulalle, jolta materiaali voidaan
johtaa murskaimeen. Vaihtoehtoisesti materiaali voidaan kuormata kuljettimelle,

joka  kuljettaa  materiaalin  seulalle.  Prosessointilaitos  voi  kasittaa
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mineraalimateriaalin prosessointilaitteena lisaksi sydttimen (ei esitetty kuviossa)
seulotun materiaalin sy6ttamiseksi seulalta murskaimelle ja prosessointilaitos voi
kasittaa yhden tai useamman kuljettimen (ei esitetty kuviossa) murskatun ja/tai
seulotun materiaalin kuljettamiseksi edelleen yhdelle tai useammalle kasalle
prosessointilaitoksen  viereen.  Lisaksi  prosessointilaitos  voi  kasittaa
voimanlahteen, kuten sahko-, diesel- tai muuntyyppisen moottorin  seka

voimansiirron voimanlahteeltd murskaimelle.

Pyoraalustan 402 sijasta liikkuminen voidaan mahdollistaa my0s esimerkiksi jaloin,
jalaksin tai teloilla. Prosessointilaitos voidaan tela-alustaisena kuljettaa tien paalla
lavetilla tai vastaavalla kuljetusjarjestelylla. PyOraalustaisena se voi olla tien paalla
vedettavissa oleva edullisesti rekka-autolla. Seula 100 voidaan sijoittaa myos

kiintedan mineraalimateriaalin prosessointilaitokseen.

Edella esitetty selitys tarjoaa ei-rajoittavia esimerkkeja keksinnon joistakin
suoritusmuodoista. Alan ammattimiehelle on selvaa, etta keksinto ei kuitenkaan
rajoitu esitettyihin yksityiskohtiin vaan, etta keksintd voidaan toteuttaa myos muilla
ekvivalenttisilla tavoilla. Esitettyjen suoritusmuotojen joitakin piirteitd voidaan
hyodyntaa ilman muiden piirteiden kayttoa.

Edella esitettya selitysta taytyy pitaa sellaisenaan vain keksinnon periaatteita
kuvaavana selostuksena eikd keksintda rajoittavana. Taten keksinndn suojapiiria

rajoittavat vain oheistetut patenttivaatimukset.
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PATENTTIVAATIMUKSET

1. Seulamoduuli (10) mineraalimateriaalia varten, joka seulamoduuli kasittaa
- tukirakenteita (4, 501, 505) seulamoduulin  kiinnittdmiseksi
mineraalimateriaalin prosessointilaitteen (100) runkoon (5) ja ylemman
seulontavalineen (11) kiinnittamiseksi tukirakenteiden ylapuolelle,
tunnettu siita, etta seulamoduuli kasittaa
- alapitkittaistukia (15), jotka on kiinnitetty tukirakenteiden (4, 501, 505)
alapuolelle alemman seulontavalineen (12) tukemiseksi

alapitkittaistukien alapuolelle.

2. Vaatimuksen 1 mukainen seulamoduuli (10), tunnettu siita, etta
seulamoduuli (10) kasittaa
- poikkipalkkeja (4) seulamoduulin kiinnittamiseksi mineraalimateriaalin
prosessointilaitteen (100) sivurunkoon (5) ja ylemman seulontavalineen (11)
kiinnittamiseksi poikkipalkkien ylapuolelle, ja
- alapitkittaistukia (15), jotka on kiinnitetty poikkipalkkien (4) alapuolelle
alemman seulontavalineen (12) tukemiseksi alapitkittaistukien alapuolelle.

3. Vaatimuksen 1 mukainen seulamoduuli, tunnettu siita, ettda seulamoduuli
(10) kasittaa

- pitkittaispalkkeja (501, 505) seulamoduulin Kiinnittamiseksi

mineraalimateriaalin prosessointilaitteen (100) paatyrunkoon (5) ja

pitkittaispalkkien ylapuolelle kiinnitettyja ylapitkittaistukia ylemman
seulontavalineen (11) tukemiseksi pitkittaispalkkien ylapuolelle, ja

- alapitkittaistukia, jotka on kiinnitetty pitkittaispalkkien (501, 505)

alapuolelle alemman seulontavalineen (12) tukemiseksi

alapitkittaistukien alapuolelle.

4. Jonkin vaatimuksen 1-3 mukainen seulamoduuli, tunnettu siita, etta
seulamoduuli (10) kasittaa
- apurungon (5°) seulamoduulin (10) kiinnittamiseksi mineraalimateriaalin

prosessointilaitteen (100) runkoon (5), ja
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- poikkipalkit (4) on kiinnitetty apurunkoon.

5. Jonkin vaatimuksen 1-4 mukainen seulamoduuli, tunnettu siita, etta
seulamoduuli (10) kasittaa
- alemman tukialueen (15’), joka on alapitkittaistukien (15) korkeuden (157)
maarittama ja alempi seulontavéline (12) on ainakin kahdelta reunaltaan
runkoon (5) tai apurunkoon (5’) kiinnitettava alemman seulontavalineen

kiinnittamiseksi poikkipalkkien (4) suhteen.

6. Jonkin vaatimuksen 1-5 mukainen seulamoduuli, tunnettu siita, etta
seulamoduuli (10) kasittaa

- ylapitkittaistukia (13), jotka on kiinnitetty poikkipalkkien (4) ylapuolelle ja
joilla ylapitkittaistukia tukevat poikkipalkit on kiinnitetty toisiinsa, ja

- ylemman tukialueen (13’) ylemman seulontavalineen tukemiseksi
ylapitkittaistukien paalle, joka ylempi tukialue on vylapitkittaistukien
korkeuden maarittama, ja ylempi seulontavaline on ainakin kahdelta
reunaltaan runkoon (5) tai apurunkoon (5’) kiinnitettava ylemman

seulontavalineen kiinnittamiseksi poikkipalkkien suhteen.

7. Jonkin vaatimuksen 1-6 mukainen seulamoduuli, tunnettu siita, etta
seulontavaline (11, 12) kasittda seulaverkon, seulaelementin tai perforoidun

seulalevyn.

8. Jonkin vaatimuksen 1-7 mukainen seulamoduuli, tunnettu siita, etta
alapitkittaistukien (15) korkeus maarittaa lapaisyetaisyyden (15”) poikkipalkkien (4)
ja alemman seulontalevyn (12) valilla prosessoitavan materiaalin lapivirtausreittia

varten.

9. Jonkin vaatimuksen 1-8 mukainen seulamoduuli, tunnettu siitd, ettd

alapitkittaistukien (15) pintaan on kiinnitetty vaihdettavat kulutuslevyt (16).

10. Prosessointilaite (100) mineraalimateriaalin seulomiseksi, joka kasittaa

rungon (5), tunnettu siita, etta prosessointilaite (100) kasittaa ainakin yhden jonkin
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vaatimuksen 1-9 mukaisen seulamoduulin (10).

11.Vaatimuksen 10 mukainen prosessointilaite, tunnettu siita, etta
seulamoduuli (10) on Kkiinnitetty runkoon (5) ja seulamoduuliin on Kkiinnitetty
ylapuolinen seulontavaline (11); tai yla- ja alapuolinen seulontavaline (11, 12); tai
alapuolinen seulontavaline (12); ja seulontavaline/seulontavalineet on kiinnitetty
ainakin kahdelta reunaltaan runkoon (5) tai seulamoduulin (10) k&sittamaan
apurunkoon (5').

12.Vaatimuksen 10 tai 11 mukainen prosessointilaite, tunnettu siita, etta
ylempi (11) ja/tai alempi (12) seulontavaline kasittaa reunoissaan tartuntakohdat,
ja prosessointilaite kasittaa kiinnitysvalineet (14) seulontavalineen (11, 12)
kiinnittamiseksi tartuntakohtien valityksella runkoon (5) tai apurunkoon (5').

13.Vaatimuksen 12 mukainen prosessointilaite, tunnettu siita, etta
seulontavalineen (11, 12) tartuntakohta kasittaa koukkumaisen muodon
kiinnitysvalineen (14) tartuntaa varten.

14.Vaatimuksen 12 tai 13 mukainen prosessointilaite, tunnettu siita, etta
kiinnitysvaline (14) kasittaa kiinnityselimen (17), jonka sallimalla kiinnitys- ja
avausliikkeella kiinnitysvaline on runkoa (5) tai apurunkoa (5’) kohti ja poispain
likutettava, seulontavalineen (11, 12) tukemiseksi siten, ettd seulontavaline pysyy

kiinnitysvalineen kannatuksessa kiinnityselimen kiristamattomassa tilassa.

15.Vaatimuksen 14 mukainen prosessointilaite, tunnettu siita, etta kiinnityselin
(17) kasittaa pitkaiskuisen ruuvin.

16.Jonkin vaatimuksen 10-15 mukainen prosessointilaite, tunnettu siita, etta

prosessointilaitteeseen on jarjestetty paallekkain kaksi seulamoduulia (10).

17.Jonkin vaatimuksen 10-16 mukainen prosessointilaite, tunnettu siita, etta

prosessointilaitteeseen on jarjestetty perakkain ainakin kaksi seulamoduulia (10).
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18.Vaatimuksen 17 mukainen prosessointilaite, tunnettu siita, etta kahden
perakkaisen seulamoduulin (10) seulatasot on jarjestetty toistensa suhteen kulma-

asentoon.

19.Jonkin vaatimuksen 10-18 mukainen prosessointilaite, tunnettu siita, etta
kaksi paallekkaista seulamoduulia kasittavassa prosessointilaitteessa ylapuoliseen

seulamoduuliin tai alapuoliseen seulamoduuliin on jarjestetty yksi seulontavaline.

20.Jonkin vaatimuksen 10-19 mukainen prosessointilaite, tunnettu siita, etta
prosessointilaitteen, joka kasittaa paallekkaisia seulamoduuleja, alimpaan
seulamoduulin  on jarjestetty vain yksi seulontavaline, poikkipalkkien (4)
ylapuolelle.

21.Mineraalimateriaalin  prosessointilaitos (400), joka kasittaéd jonkin
vaatimuksen 1-9 mukaisen seulamoduulin (10) tai jonkin vaatimuksen 10-20

mukaisen prosessointilaitteen (100).

22.Vaatimuksen 21 mukainen prosessointilaitos (400), tunnettu siita, etta
prosessointilaitos (400) on kiintea laitos, itsenaisesti likkuva laitos tai tien paalla
kuljetettavissa oleva laitos.
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